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(54) Hochfrequenzgenerator für Ionen- und Elektronenquellen

(57) Die Erfindung beschreibt eine Vorrichtung zur
Einkopplung von lonisationsenergie in eine induktiv oder
induktiv-kapazitiv angeregte lonen- oder Elektronen-
quelle. Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst fol-
gende Merkmale: ein Entladungsgefäß (4) für ein zu io-
nisierendes Gas; eine um das Entladungsgefäß (4) ge-
wickelte Koppelspule (5) zur Einspeisung einer zur Plas-
ma-Anregung notwendigen Hochfrequenz-Energie; ei-
nen mit der Koppelspule (5) elektrisch gekoppelten Kop-

pelkondensator (22); einen mit der Koppelspule elek-
trisch gekoppelten Hochfrequenzgenerator (16). Der
Hochfrequenzgenerator (16) bildet zusammen mit dem
zumindest einen Koppelkondensator (22) einen Reso-
nanzkreis aus. Ferner weist der Hochfrequenzgenerator
(16) eine PLL-Regelungsvorrichtung (34) zur automati-
schen Impedanzanpassung des Resonanzkreises auf,
so dass der Resonanzkreis mit einer Resonanzfrequenz
betreibbar ist.
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